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Oporowy czujnik ciśnieniowy

Wynalazek dotyczy oporowego czujnika ciśnie¬
niowego przeznaczonego, wraz ze znanym ukła¬
dem pomiarowym wielkości elektrycznych, do po¬
miaru ciśnień stałych i zmiennych.
Znane czujniki do pomiarów ciśnień oparte są

na pośrednim pomiarze odkształceń sprężystych
elementów wzorcowych, np. zaopatrzone w cewkę
z drutu oporowego nawiniętą na odkształcalnej
sprężyście rurze. Takie rozwiązanie czujników
wprowadza dodatkowe błędy pomiarowe, wynika¬
jące z zastosowania elementów wzorcowych.
Celem wynalazku było uniknięcie tych niedo¬

godności i opracowanie nowego czujnika elimi¬
nującego użycie elementu wzorcowego.
Zgodnie z wytyczonym zadaniem opracowano

oporowy czujnik ciśnieniowy, w którym drut opo¬
rowy jest poddany bezpośrednim * odkształceniom
spowodowanym mierzonym ciśnieniem. Według
wynalazku, element wzorcowy odkształcalny
sprężyście przez różnicę ciśnień, stanowi sole-
noidowa cewka wykonana z drutu oporowego
i pokryta uszczelniaczem, tworząca ściankę ko¬
mory czujnika.
Przedmiot wynalazku jest bliżej określony
w przykładowym rozwiązaniu na rysunku, na któ-
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rym przedstawiono czujnik w przekroju podłuż¬
nym.
Jak uwidoczniono na rysunku, na sztywnym

rdzeniu 1 nawinięta została cewka 2 z drutu opo-
5 rowego. Cewka 2 została pokryta uszczelniaczem 3.

Jak już wspomniano płyn, którego ciśnienie jest
mierzone, doprowadzany jest pod cewkę 2, względ¬
nie nad cewkę 2. Odkształcenia cewki 2, wynika¬
jące z różnicy ciśnień panujących w wewnątrz

io i na zewnątrz cewki 2, powodują jej odkształce¬
nia sprężyste. Odkształcenia sprężyste cewki 2
powodują zmianę oporu elektrycznego drutu opo¬
rowego, z którego wykonana została cewka 2.
Zmiany oporu elektrycznego, mierzone w znany

15 sposób, określają wartość mierzonego ciśnienia.

Zastrzeżenie patentowe

20 Oporowy czujnik ciśnieniowy z cewką solenoido-
wą z drutu oporowego, znamienny tym, że sama
tylko cewka (2) wykonana z drutu oporowego i po¬
kryta uszczelniaczem (3) stanowi element wzorco¬
wy odkształcalny sprężyście przez różnicę ciś-

25 nień i tworzy ściankę komory czujnika.
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